SHSER MEFNEEit -0l ER

W BiEIE
/ EEECE T \
T
r —| rBETHEERE |
| ®trs—s | l
| mBERzAS | RIEES
A RBUREEE |
| mBmREEE | RAHRER IR EEE |
\\\> | E- B mmﬂ%ﬂ%l//
EE S E ¥ 7,51 4

| MBOWEEEY— <

BAREE—E
MEN'S L. 045-339-xxxx (X [FRIFHES) TRMTLIZEEU)N,

of° ) EX$0 ) R{Ex (BEEE. BES)
203 T—\ TEBRHIDN BN TEDHHEE =
4400 gg:fﬁ 212-3 X SOITEEE
D05 HFSEREE
4401 S 202 BEHRE
100 BEBFEME/ ER1 1V — I TEREES
4402 | BE. &0 111 BFEv O07F 51 I—2E=
107 RiEE=
211 HESITEES
4403 | BE. BR. B2 | 207 BEIRADHNEH BRTRSTEES
D08 BHEMEE TS ANVEHDH B X SDTEES
4410 B 112 EEIO— JSEME/ L —5— s
102 MHSAREES
4405 | BE & 103 EAGTEMES
106 BESHEES
2406 |3 108 BHZ (8%, Fax
4408 ggj‘: fié: 1%';5’%? 107 HifEAS (@5, Fao
4410 B R-112 R BEHRES SE=

32




HEENK eSOtz > 5 —

UpP
AO (= ﬁl
168 IS e EE
Iy ,_L ] (ECX-400)
| 101
BRHHL ) » . == MESHIBEEE
aaurs | E7E7170 [EET0-THAH/ o= V00T | e (DRX-500)
pypame 1178 U-Y-BHBE | 112p [ AREEE | e O (AVANCEII-600)
= 111 112 113 114 115 102
110 Bk =
BT w— BT & é@%ﬁ-ﬂ%y
w @2 | w2 | oo (] up up: H\ EPS uj "= SRy
109e|109d| 109c L BE103b
. o EESTREE
BRI EBET SIS/ FEACE e S ;
ERAVC-INTHRERE | =@E ST ERETEAES
109 109b | ZEEiEE 108 107 106 104
s b -SSR
[EENETEMES
* (JSM-7001F) (VE-8800)
m 105
2 —
—  eVS-E=
DOWN 201
= EENITRER E
x| ME2NAEE P soises | xeorses i
S 210b | NElEN ( ) - XIROH SEE
T ol Autoflex speed|  (ULTIVA V)
£37—% Q1000TD! @ 501
e 211 212-1 212-2 SrertLab
' EE——— (XtalAB PRO) fom=
= 201b = rnonER
‘F}%‘B WEEHE 212-3 | B |EPS HEFRE
PC#{#= 200 DO B Hoown 513 ™ 202
] _ J—1 TR
FEES TSI AVHR DK/ E?ﬂgﬁﬁﬁi‘ﬁ%ﬂ 7—2 et
HEXRDITRES ERTRDTEEE BRIz a5 sgEmE
208 207 PHES 206 |oos 205 203
HHREIBREE
[ECA-500)
At o

Rl BT

[N ETHR
EIEXIg,
BHER | BEAE
2= EBE  |ven -
sEs | 107 108 [ ﬂ -
" EMEEE RARE
109 109 110
%9 m—=Il
=) | -
S AEE | NEE vﬁl EiEs i
=
105 *’ﬂ;ﬁ%bg g | 102 | 101 2 112
104 103

33



	巻 頭 言
	機器分析評価センターの一年を振り返って
	共焦点顕微鏡（LSM980 with Airyscan2）を用いたイメージング技術
	FIB-SEM（Crossbeam550）の紹介
	分析と私　～仮説の構築と検証に魅せられて～
	令和５年度　センター設置機器を利用した研究報告
	令和５年度 運営主要日誌
	令和５年度　センター設置機器を利用した研究報告
	令和5年度　機器分析評価センターの組織と配置
	令和5年度　機器分析評価センター名簿
	機器分析評価センターの利用について
	編集後記



